
の3つのコア技術

デバイス開発
あらゆるタイプのMEMSデバイス開発実績

プロセス装置技術
あらゆる設計を実現させる装置ノウハウ

生産キャパシティ 国内屈指のMEMS製造拠点
尼崎工場（６”/８”ファブ）

技　術

センサ設計例

アクチュエータ
設計例

電磁式 静電式 圧電式 その他

電磁式センサ 静電式センサ 圧電式センサ 焦電センサ

電磁式
アクチュエータ

SiC、化合物／酸化膜
エッチング装置 シリコン深掘り装置 犠牲層エッチング装置

酸化膜／窒化膜用
PECVD装置

静電式
アクチュエータ

圧電式
アクチュエータ

熱式
アクチュエータ

High Aspec t
Slit  Etching

Taper 
Etching

Fine Pillar  
Etching

Single Mode Fiber
Alignment Guide

High Aspec t
Multi-s t age Etching


